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学位規則第 4 条第 2 項該当学 位 授与の要件

工学的視点からの新規技術開発と技術経営的視点からの新規事業創出に関
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エレクトロニクス分野おいて、 付加価値が確保できる設備とデハ。イスを対象に、その製造に広く適用可能な光学

応用技術を研究するとともに、その一部を活用した設備2ケース、デハ守イス4ケースについて 、 技術の創出から量産に成功

した新規事業創出の経緯を分析し 、 新規事業の創出方法を提案した。

まず、光学応用技術として、波動光学を活用した、 「後方散乱光受光検出方式による微細ハ。 トン付表面付着微粒

子検査装置の開発」を行い、レードーを入射角 20 で 、 S偏光入射し、方位角 00 、 検出角 1500 で 、 P偏光で付着微粒

子を検出する後方散乱偏光受光方式を考案した。 光学モデルとして、付着微粒子をMie散乱モデル、 ハ.ターンを 7レネル反射

そデルとし、固定のライン状照明系と CCDラインセンサーを受光素子とする広視野 ・ 高NA受光系とり付イム高速画像処理からなる

検査装置を開発し、その有効性を確認した。 次に、幾何光学を活用した、 「大深度光学式3次元センサーの開発J を行

い、円錐レンス守を利用して、深さ 250mmにわたり、ビーム径15μm以下の照明光の実現、微分処理を用いた画像処理に

より、測定深度100皿mにわたり分解能 7μm以下を実現するとともに、分割領域毎の双曲線を用いたカ寸手 7イツテインクミ

により、 測定深度100mrn、測定幅60mrnにわたり、平板測定精度21ミクロン以下、絶対精度5.5μm以下の大深度と高精

度を両立する 3次元センサ}を開発した。

次に、上記「大深度光学式3次元センサー」の開発技術を、 3次元ヂγ タィr として設備の新規事業創出の1事例とし、

それに、 「超高精度3次元測定機J を加えた2つの設備事例 、 f3次元実装基板J 、 「層間接続実装基板」、 「高熱

伝導シートj 、 「血糖値センサーJ の4つのデ/ゾイス事例に対して、技術者からのボトムア ップ戦略形成、経営層からのh

7. ダウン戦略形成の視点から、技術の創出から量産に至った成功事例として、その経緯を分析した。 この分析で

は、組識として、開発トゲーに着目し、戦絡として、技術戦略と市場適合について焦点を当てた。その結果、①イ

ニシヤノレセットアップという考え方を提案した。 すなわち、 i) 開発トグ』として入社前に、好奇心、想像力、執

念、挑戦意欲の4条件を保有し、入社後は、上記に加えて行動力、実行力、顧客満足の行動の 7 条件を満足するこ

とや ü) 技術戦略と市場適合として、開発トグーのコミットメント、開発トゲーのミト手ルやト 77 . の持続的支援、技術シースや

の創造、差別化技術の創出、技術開発から量産までの廃棄の谷の克服、市場予測能力の保持と市場開拓、市場と

差別化技術の適合、量産時に必要な設備能力保有の 8 条件を満足させることが必要条件であるという考え方であ

。



る。この①イニシヤノレセットアップに加えて、②継続した生産技術力の強化の、 2点を、設備やデ、パイスの新規技

術開発、事業創出の際に、認識しておくことが成功確率向上に向けて重要であると提案 した。

論文審査の結果の要旨

近年、技術は生まれるにもかかわらず、事業が生まれ育たない乙とは、日本の大きな課題となっている。

この課題を解決するためには、新規事業化に成功した事例を技術・事業の両面から分析することが、産業戦略上、

極めて重要である。

本研究では、エレクトロニクス企業において、付加価値が確保できる設備とデバイスを対象に、その製造に広く応

用可能な光学応用技術を研究するとともに、その一部を活用した新規事業創造システムの方法論を研究した.

まず、光学応用技術として、波動光学を活用した、「後方散乱光受光検出方式による微細パターン付表面付着微粒子

検査装置の開発J を行い、レーザーを入射による P 偏光で付着微粒子を検出する後方散乱偏光受光方式を考案した。

光学モデルとして、付着微粒子を Mie 散乱モデル、パターンをフレネル反射モデルとし、固定のライン状照明系と CCD

ラインセンサーを受光素子とする広視野・高 NA 受光系とリアルタイム高速画像処理からなる検査装置を開発し、その

有効性を確認した。

更に、幾何光学を活用した「大深度光学式 3 次元センサー」を開発では、円錐レンズを利用することにより、高深

度にわたりビーム径 1 5μm以下の照明光の実現し、また微分処理を用いた画像処理により、大深度と高精度を両立す

る 3 次元センサーを開発した。

次に、上記「大深度光学式 3 次元センサーJ の開発技術を、 3 次元デジタイザ. として設備の新規事業創出の l 事例

とし、それに、「超高精度 3 次元測定機」を加えた 2 つの設備事例、 f3 次元実装基板J、「層間接続実装基板」、「高熱伝

導シートJ 、「血糖値センサー」の 4 つのデバイス事例に対して、技術者からのボトムアップ戦略形成、経営層からのトッ

プダウン戦略形成の視点から、技術の創出から量産に至った成功事例として、その経緯を分析した。その結果、イニ

シャルセットアップという考え方を提案した。すなわち、組織としては特に開発リーダーが、好奇心、想像力、執念、

挑戦意欲の 4 条件を入社前に保有し、入社後には上記に加えて行動力、実行力、顧客満足の行動の 7 条件を満足する

ことが重要であること。また技術戦略と市場適合としては、開発リーダーのコミットメント、開発リーダーのミドル

やトップの持続的支援、技術シーズの創造、差別化技術の創出、技術開発から量産までの廃棄の谷の克服、市場予測

能力の保持と市場開拓、市場と差別化技術の適合、量産時に必要な設備能力保有の 8 条件を満足させることが必要条

件であるという考え方である。このイニシャルセットアップに加えて、継続した生産技術力の強化の 2 点を、設備や

デバイスの新規技術開発、事業創出の際に認識しておくことが成功確率向上に向けて重要であることを明らかにした。
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以上のように、本論文は技術開発と事業創出を一体として考え、組織を構成し、技術戦略と市場適合を構築する重

要を提起し、それを一般化している。

よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。




